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Development and production of Buffer-Amplifiers for student experiment
Noriko WADA, Mitsuo TAKAHASHI
Abstract
Buffer-Amplifiers were developed by Laboratory Education Support Center team, that prevent an 
undesirable repercussion from other measurement equipment or experimental circuit. The 
numbers of laboratory equipment kits equipped with a Buffer-Amplifier that were less amount. This 
device has protective feature and small-signal amplification function. It can expand measurable 
lower limit.
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図1．測定機器の構成























































出力倍率 -0.01 dB=+1.0倍（DC~100 kHz ）
位相回転 最大-1 deg（DC~100 kHz）
入力抵抗 約1 MΩ
出力インピーダンス 約10 Ω

















出力倍率 20±0.3 dB=10倍±1 %
（DC~1 MHz、0.5 Vpk入力、
140 Ω負荷）




電流出力制限 0.14 App（50 mVpk入力時）














出力倍率 40±0.09 dB=100倍±1 %
（DC~1 MHz、50 mVpk入力、
140 Ω負荷）





電流出力制限 0.14 App（50 mVpk入力時）
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図6．100倍アンプ部の周波数特性
図7．バッファ部の回路構成
図8．アンプ部の回路構成
図9．基板上への部品配置イメージ
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入力信号よりも出力信号の方がノイズを抑えられてい
る。FastFETオペアンプのオーバーシュートに注意
し、適切に発振止めコンデンサを配置することにより、
バッファ部では矩形波の出力も問題なく対応している。
6．おわりに
　前回作成した2009年製装置は、毎年１，２台がFGの
保護役を全うし、身代わりとなって故障していた。旧
仕様のバッファアンプを導入し数年経過した実績より、
実験装置システムに組み込まなかった年と比較すると、
FG本体の故障発生件数は０であり、バッファアンプを
システムに組み込むことによる保護効果は明らかである。
　バッファアンプ一台あたりの製作費用は、FG１台の
購入費用に対し約1/10以下に抑えられているため、製
作台数に対する労力は若干負荷が高いが、コストメリッ
トを期待することができる。また、予備機も少なくなり、
今後アナログ回路実験室の拡張に伴い、必要な台数も増
えるため、再開発されたバッファアンプの活躍が期待さ
れる。
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図10．‌実験実習支援センターで開発のために新規導入した基板加
工機による試作
